Pfiloha ¢. 1: Technické podminky

SPM mikroskop s moznosti méreni v externim magnetickém poli musi splfiovat nasledujici kritéria:

Funkce

Hodnota (minimalni
pozadavky)

Uchazetem
nabizené zafizeni
(uchazec uvede
prislusnou hodnotu)

mérici médy SPM mikroskopu ve vzduchu

Contact AFM, lateral
force microscopy (LFM),
Resonant Mode
(semicontact,
noncontact AFM), Phase
Imaging, Magnetic
Force Microscopy
(MFM), Electric Force
Microscopy (EFM),
Scanning Kelvin probe
microscopy, AFM
Litography

In plane magnet
generované magnetické pole v roviné vzorku o
velikosti

minimalné 0,1 T
(pro velikost mezery 15
mm)

vymeénitelné polové nadstavce (in-plane magnet)

Ano

Out of plane magnet

generované magnetické pole ve sméru kolmém ke
vzorku

minimalné 0,01 T

Oba magnety schopny méfit vzorky

o rozmérech 15x15 mm

Skener

Rozsah skenovani:

alespon 70x70x7 um

Nelinearita v osach xy:

nejvyse 0,2%

Nelinearita v ose z:

nejvyse 2%

Zakladna systému SPM a pfiblizeni vzorku

Automatické i manualni priblizovani vzorku

Ano

videomikroskop s manualnim zoomem pro optické
rozliseni

minimalné 3 pm

konektory pro pripojeni skenerd (méficich hlav) Ano
SPM kontrolér
kontrola kapacitnich senzor( Ano

pocCet obrazli zaznamenanych béhem jednoho
skenu

minimalné 4 obrazl

maximalni délka kabelu mezi méfici hlavou a
kontrolerem

minimalné 2 m

Antivibracni systém

zatizitelnost

minimalné 100 kg

rozsahy izolace

dynamicka 0,7 -1000 Hz
pasivni nad 1000 Hz

Udaje dopini dodavatel v souladu s technickymi tdaji nabizeného vyrobku. Dodavatel déle dopini:

Vyrobce:
Typové oznaceni vyrobki:






